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※研究概要（Summary ）： 

 メンブレン(約 3μm)、電極のシリコン加工を行い、

それぞれを接合し音響デバイスへ応用する。 

 
※実験（Experimental）： 

・両面アライナ 

・酸化炉 

・拡散炉 

 所望の不純物濃度を得るために、拡散時の諸条件を

振って条件出しを行った。 

・LPCVD 

・芝浦スパッタ装置 

・接合装置 

・KOH、TMAH エッチング槽 

・膜厚計、深さ測定装置 

 Si 結晶異方性エッチングを行った際に、エッチング

レートの確認のために使用した。 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

 メンブレン、電極の作製工程は完了したが、接合工

程については検討段階であり未完了。 

ウェットエッチングでのメンブレン厚コントロー

ル、接合方法の確立が今後の課題となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※その他・特記事項（Others）： 

更なる小型化が今後のテーマとなる。 
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